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※研究概要（Summary ）： 

 磁気共鳴力顕微鏡用のセンサを開発し，その性能を

評価する。開発する磁気共鳴力顕微鏡により、LSI や

MEMS へのプラズマダメージを評価できることが期

待できる。具体的に本研究では，そのためのセンサを

試作・改良し、その力感度や Q 値、イメージング性能

の実験からセンサの性能を評価する。理論的な力感度

と比較し、プローブの作製上の問題点を抽出して改良

を進める。実際に磁気共鳴力顕微鏡に導入し、その分

解能を調べる。 

 
※実験（Experimental）： 

 センサの作製プロセスは，以下の図１の通りである。 

 

図１：カンチレバーセンサの作製プロセス 

 

 (d)のプロセスに置いて，HF 水溶液による酸化膜の

エッチングと超臨界二酸化炭素乾燥を行った。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 本研究で作製したセンサを図２に示す。MRFM 計

測を行える設計通りのカンチレバーセンサが作製で

きた。  

 
※その他・特記事項（Others）： 

なし 

 

図２：作製した MRFM 用のカンチレバープローブ先端

には微小永久磁石を接着させてある． 
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